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EMC 5731 - CARACTERIZACAO MICROESTRUTURAL DE MATERIAIS

EMENTA:

Introducdo a caracterizagdo microestrutural: conceitos de microestrutura, fase cristalina, gréao,
contorno de grdo, poro. Técnica de preparagdo de amostras para analise microestrutural
(metalografia). Fundamentos das técnicas de andlise microscopica: microscopia Optica,
microscopia eletrbnica de varredura, microanalise. Teoria e pratica em metalografia,
microscopia ética e eletrénica de varredura.

PROGRAMA:

Aula de Apresentacao:

Obijetivos da disciplina e motivacgéo ao estudo da caracterizacdo estrutural. Visdo geral de
andlise estrutural e microestrutural. Apresentacdo das técnicas abordadas e suas aplicacdes.
Exemplos préaticos: uso e importancia. Forma de avaliacdo. Programacéo das aulas praticas.

Microscopia Optica:

Preparacio da amostra para Microscopia Otica (metalografia): Introducdo, selecdo da
amostra, embutimento, lixamento e polimento da amostra metalogréafica, recomendac6es para
polimento de determinados materiais (aluminio, aco, cobre, ceramicos, etc.), ataques para
metais e ceramicos, recomendacdes para ataques de amostras metalicas e ceramicas.

Aulas praticas de preparacdo metalogréfica.

Microscopia Otica: Conceitos bésicos de Otica, fontes de iluminacdo e sistema Gtico (lentes,
filtro, objetivas, ocular, resolucéo e profundidade de foco), luz polarizada, fotomicrografia.
Obtencdo e andlise micrografica por microscopia Otica das amostras preparadas nas aulas
praticas.

Microscopia Eletronica de Varredura / Microanalise

Introducdo - Evolucdo da Microscopia Eletronica de Varredura (MEV) e caracteristicas das
imagens obtidas (SE e BSE).

Componentes e funcionamento do MEV - fontes de elétrons, canhdo de elétrons, producéo e
saturacdo do feixe de elétrons, lentes condensadoras, focalizacdo, demagnificacdo e varredura
do feixe, detectores.

Interacdo Elétron Amostra - Interacfes elementares, volume de interagdo, origem dos sinais
(formacéo dos elétrons retroespalhados e elétrons secundarios), profundidade de penetracéo
do feixe primario e de emissao dos elétrons secundarios e retroespalhados.

Formacao e interpretacdo da imagem - Processo basico de formacao da imagem, detectores de
elétrons (BSE e SE), detectores de corrente, contraste da imagem com baixo aumento
(<10000X) e com alto aumento (>10000X), processamento da imagem, defeitos no
processamento da imagem (contaminagdo, carregamento).

Preparacdo das amostras - Tamanho das amostras, problema de obtencdo de vacuo,
preparacdo de amostras metalicas, ceramicas e poliméricas, analise de superficies polidas e
fraturadas, recobrimento de superficies (evaporadores e sputters).

Introducdo a Microanalise: Formagdo dos raios-X, principio de operacdo e detecgdo da
radiacdo, contagem da radiacdo, radiacdo continua (background), radiacdo caracteristica,
calibracdo.




Anélise Qualitativa e quantitativa: Identificacdo dos picos, overlap dos picos, distor¢do dos
picos, efeitos de absorcdo, fluorescéncia interna, inclinagdo da amostra, método de
quantificacdo ZAF.

Demonstracdes em laboratorio:
Preparacao de amostras - Meterialografia

Observacdo de amostras por microscopia ética
Observacgédo de amostras por microscopia Eletrénica de Varredura e Microanalise
Aulas Praticas: Serdo ministradas semanalmente aulas praticas no laboratério de
Caracterizacdo Microestrutural onde as equipes irdo preparar as amostras para a
caracterizacao.
Sistema de Avaliagéo:
12 Prova — P1: Materialografia/Microsc.Otica
2% Prova - P2: Microscopia Eletronica
Recuperacdo — Rec.: toda matéria
Trabalho Prético: aulas praticas + trabalho escrito + apresentacao

Média Final (MF):

Se: M1= PL+ P2 >6= MF = Pl+P2+Trab >6 Aprovado
se: M1=1EP2 6, M2=@26: M = MitRec+Trab . o o rovado

Se: M 2(6 = Re provado
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